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Sposob pomiaru skrecenia i ugigcia
belki w ukfadach statycznych i dynamicz-
nych metoda optyczna, polegajacy na tym,
Ze mocuje si¢ co najmniej jedno lusterko na
elemencie badanym i wykorzystuje sie
strumiefi $wiatla laserowego, znmamienny
tym, ze strumien $wiatla laserowego kieruje
si¢ na lusterko, ktorego $wiatto odbite od-
czytuje si¢ na ekranie a zmiana stanu napre-
zen powoduje proporcjonalne przemiesz-
czenie odbitej plamki laserowej na ekranie
przy czym, w pomiarach statycznych uzy-
skuje si¢ przemieszczenie punktu Swietlne-
go a w pomiarach dynamicznych prze-
mieszczenie linii $wietlne;j.




Sposoéb pomiaru skrecenia i ugiecia belki
w uktadach statycznych i1 dynamicznych

Zastrzezenie patentowe

Sposob pomiaru skrecenia i ugiecia belki w uktadach statycznych i dynamicznych me-
toda optyczna, polegajacy na tym, Ze mocuje si¢ co najmniej jedno lusterko na elemencie ba-
danym i wykorzystuje si¢ strumien $wiatla laserowego, znamienny tym, ze strumien $wiatla
laserowego kieruje si¢ na lusterko, ktérego Swiatto odbite odczytuje si¢ na ekranie a zmiana
stanu naprezen powoduje proporcjonalne przemieszczenie odbitej plamki laserowej na ekranie
przy czym, w pomiarach statycznych uzyskuje si¢ przemieszczenie punktu Swietlnego a w po-
miarach dynamicznych przemieszczenie linii §wietlne;j.

* %k ok

Przedmiotem wynalazku jest sposdb pomiaru skrecenia i ugigcia belki w ukladach sta-
tycznych i dynamicznych.

Znane sa tensometryczne metody pomiaru skrecenia i ugigcia belki w uktadach statycz-
nych i dynamicznych oraz metody elektryczne wykorzystujace przetwornik indukcyjny wy-
krywajacy znacznik na wale w postaci magnesu.

Znana jest rOwniez metoda optyczna wykorzystujaca wiazke $wiatta podczerwonego lub
widzialnego, ktdra polega na pomiarze Swiatla odbitego od znacznika, ktérym jest element
odblaskowy przy czym nadajnik i odbiomik sa zintegrowane w jednej obudowie.

Ponadto z opisu patentowego USA nr 4 983 035 znane jest urzqdzeme do pomiaru
zmian wielko$ci mechanicznych jak wydtuzenie, ktére charakteryzuje si¢ tym, Ze _]CSt zlozone
z ukladu nadawczo - odbiorczego przymocowanego do badanego elementu rozcigganego
emitujacego 1 odbierajacego promien laserowy odbity od lusterka réwniez przytwierdzonego
do elementu rozciaganego. Pomiaru wydtuzenia dokonuje si¢ poprzez poréwnanie przesunig-
cia fazowego fali Swietlnej wysylanej i odbieranej po odbiciu.

Natomiast z opisu patentowego JP 682222 znane jest rozwiazanie polegajace na kierowaniu
swiatla laserowego z Zrédta poprzez filtr na powierzchni¢ ztaczona integralnie z elementem bada-
nym. Odbity promien kierowany jest na ekran skad fotografowany jest kamera cyfrowa a prze-
mieszczenie plamki przetwarzane sa na warto$¢ kata zalezna od ugigcia badanego elementu.

Spos6b wedhug wynalazku polega na tym, ze mocuje si¢ co najmniej jedno lusterko na
elemencie badanym i wykorzystuje si¢ strumien $wiatta laserowego, charakteryzuje si¢ tym,
strumien $§wiatta laserowego kieruje si¢ na lusterko, ktorego §wiatto odbite odczytuje si¢ na
ekranie a zmiana stanu napre¢zen powoduje proporcjonalne przemieszczenie odbitej plamki
laserowej na ekranie przy czym, w pomiarach statycznych uzyskuje si¢ przemieszczenie
punktu §wietlnego a w pomiarach dynamicznych przemieszczenie linii §wietlnej.

Przedmiot wynalazku objasniono na rysunku, ktéry przedstawia schemat pomiaru skre-
cenia belki.

Na elemencie badanym 4 w postaci watu mocuje si¢ przez przyklejenie w pewnej odle-
glosci od siebie dwa lustra 1, na ktére kieruje si¢ strumien $wiatta laserowego z zrodet 2, kto-
rego $wiatlo odbite odczytuje si¢ na ekranie 3. Zmiana stanu naprg¢zen powoduje proporcjo-
nalne przemieszczenie 5 odbitej plamki laserowej na ekranie 3. Zarejestrowane przemieszcze-
nie plamek $wiatel odbitych od luster 1 jest proporcjonalne do kata skrecenia ¢ wahu 4.

Podobnego pomiaru mozna dokona¢ dla watu krecacego sie. Roznice w rejestrowanych
poziomach pomigdzy poczatkami w tym przypadku kreslonych linii daja proporcjonalne za-
leznosci w stosunku do kata skrecenia ¢ watu 4.
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